


























专利名称(译) 有机EL面板及其制造方法

公开(公告)号 US20040217695A1 公开(公告)日 2004-11-04

申请号 US10/627118 申请日 2003-07-24

[标]申请(专利权)人(译) 米田KIYOSHI
西川隆司

申请(专利权)人(译) 米田KIYOSHI
西川隆司

当前申请(专利权)人(译) 米田KIYOSHI
西川隆司

[标]发明人 YONEDA KIYOSHI
NISHIKAWA RYUJI

发明人 YONEDA, KIYOSHI
NISHIKAWA, RYUJI

IPC分类号 H05B33/22 H01J1/62 H01L27/32 H01L51/50 H01L51/56 H05B33/10 H05B33/12 H05B33/14

CPC分类号 H01L51/0011 H01L27/3246

优先权 2002216663 2002-07-25 JP
2003275702 2003-07-16 JP

外部链接  Espacenet USPTO

摘要(译)

形成作为框架形式的绝缘膜的（内）第二平坦化膜和具有高轮廓和柱形
状的（外）第二平坦化膜，以覆盖像素电极的周边。随后，当有机发光
层经受掩模蒸发时，仅设置（外）第二平坦化膜的区域与掩模接触。因
此，可以减少掩模的刮擦或灰尘的移除，并且任何产生的刮屑或灰尘被
捕获在（外）第二平坦化膜和（内）第二平坦化膜之间。
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